esp@cenet - Document Bibliography and Abstract 



1/1 ^— 



FORMATION OF METAL OXIDE FILM 



Patent Number: 
Publication date: 
Inventor(s): 
Applicant(s): 



JP7086270 



1995-03-31 

IMAI KEiTAROU; others: 02 
TOSHIBA CORP 



Requested Patent: jp7Q86270 
Application Number: JP1 9930229277 19930914 
Priority Number(s): 

IPC Classification: H01L21/314; C23C16/50; H01L27/04; H01L21/822 

EC Classification: 

Equivalents: 



PURPOSE:To prevent the deterioration of permittivity of a metal oxide film formed by CVD by using 
metal compound gas which contains at least carbon or halogen and the plasma gas of the material 
which contains oxygen and hydrogen as the gas for forming the metai oxide film. 

CONSTITUTION:ln case of forming a metal oxide film by CVD, metal compound gas, which contains at 
least carbon or halogen, and the plasma gas of the material which contains oxygen and hydrogen are 
used as the gas for forming the metal oxide film. For example, the temperature of a substrate to be 
treated is kept at 600 deg.C-800 deg.C, the temperatures of material tanks 7 and 6 are kept at 220 
deg.C and 25 deg.C, respectively, and material gas of Sr(dpm)2 and Ti (iOC3H7)4 is introduced into a 
film forming chamber 1 with the carrier gas Ar. Then, a microwave discharging device 18 is turned on, 
H20/02 mixed gas in plasma condition is introduced into the film forming chamber 1 and a strontium 
titanate film is formed on the substrate 4 to be treated. 
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JP Pat . -Of f enlegung Nr. 07-086270 vom 31.03.1995 

Anmeldung Nr. 05-229277 vom 14.09.1993 

Anmelder: K.K. Toshiba, Kawasaki, Japan 

Titel: Verfahren zur Bildung eines Metalloxidf ilms 

Patentanspruche : 

1. Verfahren zur Bildung eines Metalloxidf ilms im CVD- 
Verfahren, dadurch gekennzeichnet, 

dalS als Gase fur die Bildung des Metalloxidf ilms eine 
gasformige Metal lverbindung, welche mindestens eine Atomart 
aus der Gruppe des Kohlenstoffs und der Halogene enthalt, und 
ein Sauerstoff und Wasserstoff enthaltendes Plasmagas 
verwendet werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daS 
es sich bei der Sauerstoff und Wasserstoff enthaltenden 
Substanz um einen Alkohol oder eine Wasserdampf und 
Sauerstoff enthaltende Zusammenset zung handelt. 

Ausfiihrliche Erlauterung der Erfindung (Auszug) : 



[0006] 

Es ist bekannt, daS die Perovski t-Kristalls truktur habe 



1 



atomare Polarisation erzeugt und somit eine hohe 
Dielektrizitats-konstante entwickelt. Dies beruht darauf, da£ 
die Zentraleatome des Kristallgi tters in hohem MaSe 
verschoben sein konnen. Zur Erreichung einer hoher 
Dielektrizitatskonstante ist daher notwendig, daS die 
Perovskit-Kr istalls truktur ohne Storungen ausgebildet ist. 



Fig. 1: Schematische Ansicht der Struktur einer 

Filmbildungsvorrichtung fur die Bildung eines 
Metalloxidf ilms gemaS erf indungsgemalSem erstem 
Ausf uhrungsbei spiel 



Bezugszif f ern in Fig. 1: 

1 ... Filmbildungskammer , 2 ... Vakuumpumpe, 3 ... Heizgerat, 
4 ... zu behandelndes Substrat, 5 ... Thermostat, 
6, 7 ... Ausgangstoff stank , 8 ... Tank, 

9, 10, 11, 12 ... Massenf luSkontroller , 13 ... 0 2 -Leitung, 

14, 15 ... Trager Ar-Leitung, 16 ... H 2 0-Leitung, 

17 ... Ventil, 18 ... Mikrowellenent ladungsvorrichtung 
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